Załącznik nr 1

  Wymagania i parametry urządzenia do trawienia wiązką jonową FIB

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumnę wypełnia oferent  *
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Stan urządzenia 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych
	potwierdzić
	

	6.
	Rodzaj urządzenia
	W pełni funkcjonalne urządzenie do trawienia i depozycji przy użyciu zogniskowanej wiązki jonów (Focused Ion Beam) sterowane cyfrowo za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze klasy PC i uruchamianego w środowisku Windows XP, o podanych dalej parametrach i wyposażeniu
	potwierdzić
	

	7.
	Kolumny
	Część robocza oparta na kolumnie jonowej oraz część obserwacyjno-sterująca oparta na kolumnie elektronowej (Dual Beam)
	potwierdzić
	

	8.
	Układ próżniowy
	Wymagany bezolejowy układ próżniowy
	potwierdzić

 i opisać
	

	
	Parametry części jonowej:
	
	
	

	9.
	Źródło jonów
	Źródło jonów galu wraz z niezbędną optyką jonową i odchylaniem
	potwierdzić

i opisać
	

	10.
	Napięcie przyspieszające
	Napięcie przyspieszające (Vi) regulowane w zakresie pomiędzy napięciem maksymalnym co najmniej 30 keV oraz napięciem minimalnym nie większym niż Vi min = 1kV.

Punktowane minimalne napięcia:

a) Vi min = 1kV

b) 500 V < Vi min < 1 kV

c) Vi min  ( 500 V 
	podać
	

	11.
	Rozdzielczość
	Rozdzielczość nie gorsza niż 

5 nm przy Vi =30 kV
	podać
	

	12.
	Powiększenie mikroskopowe 


	Maksymalne powiększenie 

nie mniejsze niż 300 000 x

(w przypadku monitora o przekątnej 19 cali)
	potwierdzić

i opisać
	

	13.
	Prąd wiązki jonów
	Zakres regulacji prądu wiązki jonów 

nie mniejszy niż 2 pA-20 nA
	potwierdzić

i opisać
	

	
	Parametry części elektronowej:
	
	
	

	14.
	Źródło elektronów
	Działo elektronowe z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego)
	potwierdzić

i opisać 
	

	15.
	Napięcie przyspieszające
	Napięcie przyspieszające (Ve) zmieniane w sposób płynny w zakresie

co najmniej od 500 V do 30 kV
	potwierdzić

i opisać 
	

	16.
	Powiększenie mikroskopowe 


	Maksymalne powiększenie 

co najmniej 500 000 x.

(w przypadku monitora o przekątnej 19 cali)
	podać


	

	17.
	Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie SE (elektronów wtórnych), gwarantowana w miejscu instalacji
	- dla napięcia Ve = 15 kV nie gorsza niż x = 1,2nm (dla próbki testowej złoto/grafit w optymalnej odległości roboczej - podać odległość dla każdej rozdzielczości). 

Punktowane rozdzielczości: 

a) x = 1,2 nm 

b) 1,0 nm ( x < 1,2 nm

c) x < 1,0 nm 
	podać 


	

	
	
	- dla napięcia Ve = 1 kV nie gorsza niż x = 2,5 nm

(dla próbki testowej złoto/grafit w optymalnej odległości roboczej - podać odległość dla każdej rozdzielczości): 

Punktowane rozdzielczości: 

a) x = 2,5 nm

b) 1,5 nm ( x < 2,5 nm

c) x < 1,5 nm
	podać
	

	18.
	Zdolność rozdzielcza obrazów elektronów przechodzących (STEM), gwarantowana w miejscu instalacji
	- dla napięcia Ve = 15 kV nie gorsza niż x = 1,5nm.

Punktowane rozdzielczości: 

a) x = 1,5 nm

b) 1,0 nm ( x < 1,5 nm

c) x < 1,0 nm
	podać
	

	19.
	Prąd wiązki elektronów
	Maksymalny prąd wiązki elektronów 

nie mniejszy niż 20 nA 
	podać


	

	
	Inne:
	
	
	

	20.
	Nanoszenie warstw
	Możliwość nanoszenia warstw zarówno przy użyciu wiązki jonów jak i wiązki elektronów
	potwierdzić
	

	21.
	Oddzielne układy do podawania gazów roboczych
	a) Urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej pięć oddzielnych układów (GIS) służących do podawania gazów roboczych. 

1. układ pozwalający na nanoszenie platyny (Pt)

2. układ pozwalający na nanoszenie wolframu (W)

3. układ pozwalający na nanoszenie materiałów izolacyjnych

4. układ przyspieszający proces trawienia jonowego materiałów izolacyjnych 

5. układ przyśpieszający proces trawienia jonowego materiałów zbudowanych na bazie węgla

b) Pojedynczy układ GIS powinien służyć do precyzyjnego podawania gazów o jednym przeznaczeniu

c) Zainstalowane urządzenie powinno być gotowe do podawania gazów (dostarczone wraz z odpowiednimi wkładami)
	potwierdzić 

i opisać


	

	22.
	Sterowanie GISów
	Poszczególne układy punktowego podawania gazu powinny być sterowane niezależnie, z poziomu głównego interfejsu użytkownika urządzenia
	potwierdzić

i opisać
	

	23.
	Komora
	Komora urządzenia powinna zapewnić możliwość umieszczenia i przesuwu preparatów (płytek) o średnicy 6 cali, z dostępem do każdego miejsca na powierzchni płytki
	potwierdzić

i opisać
	

	24.
	Kamera CCD
	Podgląd stolika i wnętrza komory przy pomocy kamery CCD
	potwierdzić

i opisać
	

	25.
	Stolik próbek
	Stolik próbek o zmotoryzowanych przesuwach w osiach X, Y i Z i pochyłach preparatu. Możliwe zapamiętanie wybranych pozycji preparatu i zautomatyzowanego powrotu do nich. 
	potwierdzić

i opisać
	

	26.
	Ruch stolika
	Zakresy przesuwów stolika: X:, Y: nie mniej niż 150 mm, Z: nie mniej niż 10 mm. Eucentryczny obrót wokół osi w zakresie 360° dla wszystkich położeń X, Y. Pochył w zakresie 

co najmniej od  -5o do 60o 
	potwierdzić

i opisać
	

	27.
	Przesuw preparatów w trzech kierunkach (X,Y,Z) z możliwością precyzyjnej zmiany położenia preparatu
	Wymagany stolik próbki laserowy lub działający w oparciu o element piezoelektryczny (w pełnym zakresie przesuwu X,Y), umożliwiający przesuw w osiach X, Y z minimalnym krokiem ≤ 100 nm
	potwierdzić

i opisać
	

	28.
	Detektory obrazowe
	Możliwość obserwacji obrazów generowanych wiązką jonową (SE i SI) oraz elektronową (SE, BSE, STEM). Urządzenie wyposażone co najmniej w następujące detektory obrazowe:

1. Detektor elektronów wtórnych 

2. Wewnątrz-soczewkowy (in-lens) detektor elektronów wtórnych oraz elektronów wstecznie rozproszonych

3. Detektor elektronów przechodzących (STEM)

4. Detektor jonów wtórnych


	potwierdzić

i opisać 
	

	29.
	Cyfrowy zapis obrazów
	System powinien umożliwiać cyfrowy zapis obrazów mikroskopowych w postaci elektronicznej z maksymalną rozdzielczością co najmniej 10 megapikseli i skalą szarości 16 bit. 

Możliwość cyfrowej rejestracji obrazów w standardach: TIFF, BMP i JPEG.


	potwierdzić

i opisać
	

	30.
	Możliwość trawienia i neutralizacja ładunku
	Urządzenie powinno umożliwiać trawienie jonowe powierzchni różnorodnych materiałów, w tym nieprzewodzących, w ich naturalnym stanie i bez wstępnego preparowania. Możliwość neutralizacji ładunku dodatniego preparatu, powstałego podczas trawienia wiązką jonów dla dowolnych materiałów i stosowanych szybkości trawienia


	potwierdzić

i opisać
	

	31.
	Mikromanipulator próbek TEM
	Urządzenie powinno być wyposażone w  dedykowany mikromanipulator pozwalający na preparatykę próbek TEM w komorze urządzenia (przenoszenie cienkich folii na siatki TEM), z własnym układem sterowania (niezależnym od pozostałych mikromanipulatorów) oraz wymienną igłą do mocowania preparatów


	potwierdzić

i opisać
	

	32.
	Mikromanipulatory do manipulacji w skali nanometrów
	Urządzenie wyposażone dodatkowo w co najmniej dwa manipulatory (pozwalające na manipulację na powierzchni preparatu w skali mikro i nano oraz pomiary elektryczne), sterowane elektrycznie za pomocą elementu piezoelektrycznego, każdy o dryfcie nie większym niż 1 nm/min
	potwierdzić

i opisać
	

	33.
	Automatyczne sekwencyjne trawienie wielu preparatów TEM
	Oprogramowanie pozwalające na automatyczne sekwencyjne trawienie wielu preparatów TEM bez udziału operatora
	potwierdzić

i opisać
	

	34.
	Sterowanie wiązkami i moduł trawienia wzorów litograficznych
	16-bitowa rozdzielczość sterowania położeniem wiązek (jonowej i elektronowej) oraz modułu tworzenia wzorów litograficznych przy ich użyciu.
	potwierdzić

i opisać
	

	35.
	Używanie importowanych map bitowych
	Możliwość uzyskiwania wzorów trawienia i nanoszenia według importowanych map bitowych
	potwierdzić

i opisać
	

	36.
	Program do pomiarów
	System powinien zawierać zintegrowany program do interaktywnych pomiarów odległości pomiędzy punktami charakterystycznymi bezpośrednio na ekranie monitora systemowego z automatycznym zapisem rezultatów pomiaru
	potwierdzić

i opisać
	

	37.
	Układ chłodzenia
	System wyposażony w układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym
	potwierdzić

i opisać
	

	38.
	Awaryjne podtrzymanie zasilania
	System wyposażony w układ awaryjnego podtrzymania zasilania (UPS)
	potwierdzić

i opisać
	

	39.
	Dokumentacja
	Dokumentacja (angielska - pełna, polska - skrócona) zawierająca instrukcję obsługi, dokumentację techniczną
	potwierdzić
	

	40.
	Części zużywalne
	Części zużywalne na 12 miesięcy
	wymienić
	

	41.
	Instalacja urządzenia
	Wymagania instalacyjne 
	podać

 i opisać
	

	42.
	Test akceptacyjny
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	potwierdzić
	

	43.
	Termin dostawy
	Termin dostawy maksymalnie 6 miesięcy
	podać
	

	
	Serwis

gwarancyjny:
	
	
	

	44.
	Okres gwarancji
	Okres gwarancji minimalnie 24 miesiące
	podać
	

	45.
	Czas reakcji serwisu
	Czas reakcji maksymalnie 3 dni robocze 
	potwierdzić
	

	46.
	Czas naprawy
	Czas wykonania naprawy możliwej do wykonania w siedzibie Zamawiającego maksymalnie 10 dni roboczych
	potwierdzić
	

	47.
	Szkolenie
	Szkolenie 4 osób w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi, serwisu podstawowego 
	potwierdzić
	

	48.
	Przegląd
	Bezpłatny przegląd urządzenia  pod koniec każdego roku okresu gwarancji  obejmujący wykonanie niezbędnych regulacji i napraw oraz wymianę zużytych części
	potwierdzić

 i opisać 
	

	
	Serwis pogwarancyjny:
	
	
	

	49.
	Instytucja serwisująca
	Całość urządzenia objęta usługą serwisową przez instytucję z siedzibą na terenie Polski 
	potwierdzić

 i opisać
	

	50.
	Części zamienne
	Dostępności wszelkich części zamiennych - minimum 10 lat od daty zakończenia gwarancji
	potwierdzić
	

	51.
	Aktualizacja oprogramowania
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	52.
	Kontrakt serwisowy
	Zapewnienie zawarcia kontraktu serwisowego na wniosek Zamawiającego
	potwierdzić i opisać 
	

	53.
	Serwis pogwarancyjny
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie co najmniej 10 lat
	potwierdzić
	

	54.
	Wsparcie techniczne
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie co najmniej 10 lat
	potwierdzić
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
1

